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Beschreibung : 00106P 
System zum Spulen wenigstens eines Innenraumes eines 



Obiektives 



Die Erfindung betrifft ein System zum Spulen wenigstens eines 
Innenraumes eines Objektives, insbesondere fur die Halbleiter- 
Lithographie . 

Es ist allgemein bekannt, Objektive, insbesondere Objektive fur 
die Halbleiter-Lithographie, gegeniiber der Umgebung abzudichten 
und zur Vermeidung einer Kontamination von auflen her den bzw. 
die Innenraume des Objektives mit einem Spulgas zu spulen, wo- 
bei mit einem leichten Uberdruck operiert wird. 

Aufgrund der chemischen Bestandigkeit von inerten Gasen ist 
bereits vorgeschlagen worden, eine Spiilung mit einem derartigen 
Gas durchzuf uhren . 

Zum allgemeinen Stand der Technik hierzu wird auf die US-PS 
5,157,555 verwiesen, in der vorgeschlagen worden ist, eine Kor- 
rektur von spharischen Aberrationen durch einen variablen 
Luftspalt zwischen benachbarten Oberflachen vorzunehmen. ■ 

In der US-PS 4,871,237 ist vorgeschlagen worden, durch Andern 
des barometrischen Druckes eines Innenraumes eines Objektives 
die optische Abbildegenauigkeit eines Objektives zu verbessern. 
Als Medium fur den Innenraum werden verschiedene Gase und Gas- 
mischungen vorgeschlagen urn den refraktiven Index in der Gasmi- 
schung zu andern . 

Die Spuliing mit einem inerten Gas verursacht vergleichsweise 
hohe Kosten, welche zwar wahrend des Betriebs eines Objektivs 
durchaus zu akzeptieren sind, in der Phase der Justage und des 
Montierens jedoch einen erheblichen Kostenauf wand verursachen. 
Mochte man nun ein Objektiv in dieser Phase der Montage und des 
Justierens mit dem sehr kostengunstigen Spulgas Luft betreiben, 
so berechnet sich dessen Abbildung fur ein Spulen mit Luft. 
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Soil das Objektiv in seinem endgultigen bestimmungsgemafien Ein- 
satz dann jedoch mit dem sehr viel teureren inerten Gas gespult 
werden, so ergibt sich das Problem, daft diese Gase einen Bre- 
chungsindex besitzen, der deutlich von dem Brechungsindex von 
Luft abweicht. Die Folge davon sind Bildfehler, die zu einer 
Fehlfunktion des Objektives fuhren wurden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
ein System zum Spulen wenigstens eines Innenraumes eines Objek- 
tives zu schaffen, wobei einerseits der Einsatz von inerten 
Gasen zum Spulen ermoglicht, andererseits kein veranderter Bre- 
chungsindex eingefiihrt wird. 

Erf indungsgemaft wird diese Aufgabe durch die in Anspruch 1 ge- 
nannten Merkmale gelost. 

Erf indungsgemaft werden nunmehr inerte Gase derart miteinander 
gemischt, daft der daraus resultierende Brechungsindex dem Bre- 
chungsindex von Luft entspricht. Auf diese Weise wird erreicht, 
daft die Objektive, beim Justieren und bei der Montage zuerst 
mit dem sehr gunstigen Spiilgas Luft betrieben werden konnen. 
Erst bei der Endjustage und/oder dem endgultigen bestimmungsge- 
maften Einsatz der Objektive vor Ort wird dann auf eine Spulung 
mit einem inerten Gasgemisch umgestellt. Dies bietet dabei die 
Vorteile einer chemischen Bestandigkeit iiber einem langen Be- 
triebszeitraum. Durch die Anpassung des Brechungsindexes werden 
Bildfehler, die zu einer Fehlfunktion des Objektives fuhren, 
sicher vermieden. 

In der Praxis hat sich durch Versuche herausgestellt , daft sich 
auf wirtschaf tliche Weise die gestellte Aufgabe sehr gut losen 
laftt, wenn bei Verwendung von zwei inerten Gasen als Gase 
Stickstoff und Helium verwendet werden, wobei Stickstoff den 
Hauptbestandteil mit 95 bis 99 Volumenprozent darstellt, vor- 
zugsweise sogar 98,8 % und mit dieser Mischung laftt sich ein 
Brechungsindex in Verbindung mit Helium schaffen, der dem von 
Luft weitgehend entspricht. 



Selbstverstandlich sind im Rahmen der Erfindung auch noch ande- 
re inerte Gasmischungen moglich mit anderen Gaszusamroensetzun- 
gen . 

Durch eine ent sprechende Anpassung bzw. Mischungsverhaltnis 
lassen sich im Bedarfsfall auch noch gezielt Brechungsindexan- 
derungen zur Korrektur von auftretenden Bildfehlern einstellen. 

Dies bedeutet, daft durch dieses Gasgemisch im Bedarfsfall nach- 
traglich auch noch bereits in der Praxis eingesetzte Objektive 
verbessert werden konnen. 

Nachfolgend ist ein Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung anhand 
der Zeichnung prinzipmafiig beschrieben. 

In der Figur ist ein Objektiv fur die Halbleiter-Lithographie 
nur teilweise und nur im Prinzip dargestellt, da dessen Aufbau 
grundsatzlich bekannt ist. Das Objektiv 1 weist eine Vielzahl 
von Linsen 2 auf, die iiber Rahmen bzw. Halterungen 3 mit dem 
Objektiv verbunden sind. 

Das Innere des Objektives ist gegenuber der aufleren Umgebung 
gasdicht abgedichtet, wobei in der Regel mehrere einzelne In- 
nenraume 4 zwischen den Linsen 2 vorhanden sind. Die Innenraume 
4 stehen unter einem leichten Uberdruck und werden liber sehr 
kleine Bohrungen 5 gespult, wobei Bohrungen 5a Einlaftof f nungen 
und Bohrungen 5b Auslafioff nungen darstellen. 

Die Spulung erfolgt durch ein Gasgemisch, bestehend aus Stick- 
stoff mit einem Volumenanteil von 98,8 % und Helium als Edelgas 
mit einem Volumenanteil von 1,2 %. Gegebenenf alls ist anstelle 
von Helium auch die Verwendung eines anderen Edelgases moglich, 
wobei selbstverstandlich in diesem Fall die Zusammenset zung 
dann entsprechend geandert werden mufi, damit insgesamt ein Bre- 
chungsindex in den Innenraumen 4 entsteht, der dem von Luft 
entspricht, fur welches das Objektiv 1 berechnet worden ist. 



Die Berechnung zur Angleichung des Brechungsindexes des Gasge- 
misches aus Stickstoff und Helium zur Anpassung an den Bre- 
chungsindex von Luft erfolgt entsprechend der nachf olgenden 
Formel : 

rimix = ni*qi+n 2 *q 2 

mit qi+q 2 =l. n^x : Brechungsindex der Mischung; ni,n 2 : Bre- 
chungsindex von Gasi bzw. Gas 2 ; qi, q 2 : Anteil von Gasi bzw. 
Gas 2 . 
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P&tentanspriiche : 

1. System zum Spulen wenigstens eines • Innenraumes eines Objek- 
tives, insbesondere eines Objektives in der Halbleiter- 
Lithographie, wobei der Innenraum des Objektives gegenuber 
der Umgebung gasdicht abgedichtet ist und wobei die Spulung 
durch ein Mischen von wenigstens zwei inerten Gasen derart 
erfolgt, daft der daraus resultierende Brechungsindex wenig- 
stens annahernd dem Brechungsindex von Luft entspricht. 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daft bei 
Verwendung von zwei inerten Spulgasen der Brechungsindex 
von einem Spulgas iiber dem von Luft und der Brechungsindex 
des zweiten Spiilgases unter dem von Luft liegt. 

3. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daft als 
erstes Spulgas Stickstoff und als zweites Spulgas Helium 
verwendet wird. 

4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daft Stick- 
stoff in einem Volumenanteil von 95 bis 99 % und Helium in 
einem Volumenanteil von 1 bis 5 % verwendet wird. 

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft Helium 
in einem Volumenanteil von 1,1 bis 1,3, vorzugsweise 1,2 % 
verwendet wird. 



Zusammenf assung : 



System zum Spiilen wenigstens eines Innenraumes eines 
Obi ektives 
(Fig. 1) 

Bei einem System zum Spiilen wenigstens eines Innenraumes 4 ei- 
nes Obj ektives 1, insbesonclere eines Objektives in der Halblei- 
ter-Lithographie, erfolgt die Spulung durch ein Mischen von 
wenigstens zwei inerten Gasen derart, dafi der daraus resultie- 
rende Brechungsindex wenigstens annahernd dem Brechungsindex 
von Luft entspricht. 
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